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Urządzenie do przygotowania osłon,
zwłaszcza dla rezonatorów kwarcowych do montażu

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przygotowania osłon, zwłaszcza do rezonatorów
do montażu.

Dotychczas przygotowanie osłon rezonatorów kwarcowych do montażu było realizowane na
stanowiskach ręcznych, na których kolejno wykonywane wygniatanie, wgłębianie oraz zalutowy-
wanie wgłębienia przez umieszczenie w nim kształtki z lutowia cynowo-ołowiowego podgrzewanej
do temperatury topnienia lutowia, a następnie wykonywano w miejscu zalutowania otwór techno¬
logiczny przy użyciu wiertarki. Podawanie osłon na wiertarkę odbywało się automatycznie z
podajnika wibracyjnego lub z kaset, które wcześniej napełniają się osłonami.

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia, w którym operacje wgłębiania, zalutowania
tego wgłębienia oraz wykonanie eteru technologicznego odbywać się będzie w tymże urządzeniu.

Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że osłony z podajnika, ukształtowaną listwą jako
zorientowaną przekazane są do mechanizmu podawania na belce obrotowego stolika obracającego
się do mechanizmu podawania na belce obrotowego stolika obracającego się o założoną stałą
wielkość, a następnie kolejno podawane są do mechanizmu wygniatania, mechanizmu topnikowa-
nia, mechanizmu podawania lutowia i lutowania, mechanizmu wykonującego otwór technologi¬
czny, a następnie wyrzucane do pojemnika, przy czym mechanizm jak i pojemnik usytuowane są
wokół stolika obrotowego na korpusie urządzenia. Korpus urządzenia wyposażonyjest w podajnik
osłon oraz w stolik obrotowy z bolcami, wokół którego usytuowane są kolejno mechanizm
podawania, wygniatania, topnikowania, mechanizmu lutowia i lutowania z grotem, mechanizm
wykonujący otwór technologiczny w osłonie oraz pojemnik. Mechanizm podawania sprzężonyjest
z podajnikiem poprzez ukształtowaną listwę, zaś mechanizm topnikowania oraz podawania luto¬
wia i lutowania zaopatrzone są w blokady, zaś poszczególne mechanizmy sterowane są krzywkami
usytuowanymi na wałkach zespolonych poprzez przekładnie z silnikiem.
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Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przykładzie wykonania pokazanym na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia urządzenie w rzucie perspektywicznym, fig. 2 — urządzenie w widoku z
przód u, fig. 3 — urządzenie w widoku z bokum fig. 4 — urządzenie w widoku z góry, fig. 5 — osłonę
w częściowym osiowym przekroju, fig. 6 — osłonę w widoku z góry.

Na korpusie 1 urządzenia usytuowany jest podajnik 2 dla osłon 13 oraz stolik obrotowy 4 z
bolcami 5. Wokół stolika obrotowego 4 usytuowane są kolejno mechanizm podawania 12, wygnia¬
tania 8, topnikowania 9, mechanizm lutowia i lutowania 10 zgrotem 18, mechanizm 11 wykonujący
otwór technologiczny 16 w osłonie 13 oraz pojemnik 21. Mechanizm podawania 12 sprzężony jest z
podajnika 2 poprzez ukształtowaną listwę 3. Mechanizm topnikowania 9 oraz mechanizm lutowia i
lutowania 10 zaopatrzone są w blokady 17. Poszczególne mechanizmy 12, 8,10 11 sterowane są
krzywkami 20 usytuowanymi na wałkach 19 w stoliku obrotowym 4 zespolonymi poprzez prze¬
kładnie 7 z silnikiem 6 w korpusie 1 urządzenia. Mechanizm lutowania 10 posiada podgrzewany
oporowo ceramiczny grot 18. Osłony 13 uprzednio umieszczone w podajniku podawane są do
mechanizmu podawania 12 na belce 5 obrotowego stolika 4 obracającego się o założoną stałą
wielkość, a następnie kolejno podawane są do mechanizmu wygniatania 8, mechanizmu topniko¬
wania 9, mechanizmu podawania lutowia i lutowania 10, mechanizmu 11 wykonującego otwór
technologiczny 16 w osłonie 13. Osłony 13 następnie wyrzucane są do pojemnika 21 skąd są
wybierane do dalszej obróbki.

Za strzeżenie patentowe

Urządzenie do przygotowywania osłon zwłaszcza dla rezonatorów kwarcowych do montażu,
znamienne tym, że korpus (1) urządzenia wyposażony jest w podajnik (2) osłon (13) oraz w stolik
obrotowy (4) z bolcem (5), wokół którego usytuowane są kolejno mechanizm podawania (12),
wygniatania (8), topnikowania (9), mechanizm lutowia i lutowania (10) zgrotem (18), mechanizm
(11) wykonujący otwór technologiczny (16) w osłonie (13) oraz pojemnik (21), przy czym mecha¬
nizm podawania (12) sprzężony jest z podajnikiem (2) poprzez ukształtowaną listwę (3) zaś
mechanizm topnikowania (9) oraz podawania lutowia i lutowania (10) zaopatrzone są w blokady
(17), zaś poszczególne mechanizmy sterowane są krzywkami (20) usytuowanymi na wałkach (19)
zespolonych poprzez przekładnie (7) z silnikiem (6).
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